CEZAMAT ZP25/2024 - Zatgcznik nr 2 do SWZ — Opis przedmiotu zamdwienia

A. Nazwa Urzadzenia.

Urzadzenie do automatycznego montazu fotonicznych uktadow scalonych

B. Gléwne zastosowania Urzadzenia.

Urzadzenie do automatycznego mikromontazu fotonicznych uktadoéw scalonych jest uzywane do justowania
komponentéw z wykorzystaniem pojedynczych i wigzek swiattowoddéw ze sprzeganiem krawedziowym lub
powierzchniowym. Urzadzenie umozliwia automatyczny montaz komponentu do komponentu, komponentu
do swiattowodu (lub wiazki $wiattowodow), dyskretnych elementow mikrooptyki z wykorzystaniem
zaawansowanych algorytmow wizyjnych i aktywnego centrowania. Montaz odbywa si¢ z pomocg klejow lub
lutowania

C. Przedmiot zamoéwienia wraz ze wszystkimi opcjami i elementami wyposazenia dodatkowego, w jakie
powinno byé wyposazone Urzadzenie. CzeSci skladowe Urzadzenia/systemu (jesli mozliwe jest ich
wyodrebnienie). Spis czesci i materialéw eksploatacyjnych, z ktorymi ma by¢ dostarczone Urzadzenie.

1. System typu Gantry
a. Obudowa ze stali zapewniajaca ochrone Laser class 1
b. Wszystkie precyzyjne elementy wyposazenia Systemu montowane na granitowej plycie
c. Automatyczne kalibrowanie systemu
2. Glowica montazowa ha systemie Gantry
a. Dostep glowicy do stolika podawczego, stolika montazowego oraz catej powierzchni stotu
roboczego urzadzenia
b. System wizyjny
i. Dwa powickszenia (zgrubne i doktadne) mikroskopu z wykorzystaniem optyki
jednej kamery.
ii. Dwa rozmiary pola widzenia
c. System dyspensera
i. Dyspenser czas-cisnienie
ii. Dozowanie jednosktadnikowych klejow
iii. Dopasowany do strzykawek 3 cm?
d. System pick-and-place
i. Chwytak podci$nieniowy
ii. Obrot glowicy o 360°
e. System charakteryzacji wigzki (ang. Beam Characterization Tool)
i. Charakteryzacja wigzki w polu bliskim
i. Charakteryzacja wigzki w polu dalekim
iii. Wykorzystanie do centrowania elementow optyki dyskretnej
v. Automatyczny system wprowadzania wigzki do detektora
V. Wyposazony w detektor Vis/Swir
f.  System utrwalania klejow UV
i. Dwuglowicowy (dwie dlugosci fali)
ii. Mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowo dwie glowice.
3. Dwa sze$cioosiowe manipulatory wysokiej precyzji
Ruch w 3 ptaszczyznach X Y Z
obrét w osiach 0X 0Y 0Z realizowany na goniometrach o statym punkcie obrotu.
Mozliwos¢ wymiany chwytakow przez uzytkownika
Chwytaki podcisnieniowe — 2 Szt.
Koncoéwki typu gripper do §wiattowodow wioknowych— 2 szt.
i. Precyzyjny symetryczny ruch szczgk narzedzia
Koncowki typu gripper do redukcji stresu mechanicznego $wiattowodow widknowych - 2
szt.
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i. Mozliwo$¢ zamontowania razem z gripperami
ii. Element ma umozliwia¢ zmniejszenie stresu mechanicznego wprowadzanego
przez swiatlowody widkowe.
g. Koncowka typu gripper umozliwiajaca zasilenie komponentu poprzez sondy ostrzowe
podczas aktywnego centrowania

h. Koncowka typu gripper do montazu dyskretnych elementéw optycznych — 2 szt.
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Stolik roboczy

a.
b.
c.

Automatycznie pochylany i obracany
Podcisnieniowe mocowanie probek
Mozliwo$¢ wymiany przez uzytkownika elementu mocowania komponentu.

Urzadzenie do lutownia IR oraz centrowania w promieniowaniu podczerwonym
System wizyjny umozliwiajacy obserwacje od spodu i boku komponentu
Gorny i dolny system bezkontaktowych czujnikéw odlegtosci

System podawania probek

a.
b.

Dopasowany do standardowych tacek VR 0 rozmiarach 2” oraz 4”
Mozliwos¢ jednoczesnego umieszczenia 4 tacek 2 lub 1 tacki 4”

System wizyjny do obserwacji i rejestrowania operacji montazowych

a.

Kamera zamontowana na elastycznym ramieniu

System komputerowy sterujacy urzadzeniem i procesem mikromontazu:

a.
b.
c.

d.

@

ol

Edytor procesu umozliwiajacy na sekwencyjne programowanie operacji montazowych.
Mozliwo$¢ monitorowania procesu in-situ
Biblioteka operacji montazowych zawierajaca wstepnie ustawione receptury i algorytmy
pozycjonowania i mikromontazu
Zabezpieczenie przez kolizja mechaniczng elementéw urzadzenia
Kompatybilny z plikami LabVIEW, SQL, PXI
Oprogramowanie kompatybilne ze sprzgtem producentéw urzadzen optoelektronicznych
uzywanych przez zamawiajacego (m.in. Agilent, Yokogawa, Keithley, ThorLabs).
Oprogramowanie umozliwia zdalny dost¢p do urzadzenia
System operacyjny: zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional PL 64-bit
lub rownowazny. Parametry rownowaznosci:
i. Zainstalowany system niewymagajacy recznego wpisywania klucza licencyjnego i
aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu;
ii. Pelna integracja z domeng Active Directory MS Windows (posiadang przez
Zamawiajacego) opartg na systemie Windows Server 2012;

ili. Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS
Windows (posiadang przez Zamawiajacego), WMI;

iv. Pelna integracja z VPN FortiClient, Microsoft Office 365, Exchange 2019;

V. Graficzny interfejs w jezyku polskim i/lub angielskim

vi. Wszystkie w/w funkcjonalno$ci nie mogg by¢ realizowane z zastosowaniem
wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 11;

vii. W przypadku systemu operacyjnego rownowaznego nalezy poda¢ jego nazwe w
ofercie oraz zalaczyé oswiadczenie i dokumenty potwierdzajace rownowazno$é
systemu operacyjnego (dokumenty te stanowia integralng oferty i nie podlegaja
uzupelnieniu).

Odzyskiwanie systemu operacyjnego: partycja recovery lub dotaczony no$nik zewnetrzny,
umozliwiajacy przywrocenie systemu operacyjnego do stanu poczatkowego.

Whbudowana karta sieciowa ze zlagczem RJ-45 1000 Mb/s z obstuga IEEE 802.1x.

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia komputera z systemem operacyjnym opisanym
powyze] zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ uzycia komputera posredniczacego W
komunikacji z urzadzeniem spetniajgcego opisane wymagania.

Krzesto obrotowe do laboratorium clean-room (1SO 6) — 2 szt.

Wykonawca zapewnia dostep do czg$ci zamiennych do urzadzenia przez co najmniej 7 lat od
dostarczenia urzadzenia.

Transport, wniesienie oraz instalacja urzadzenia w tym podtaczenie do wszystkich niezbednych
mediow (prdznia, sprezone powietrze, azot gazowy, wyciagi, kanalizacja, woda chlodzaca oraz
zasilanie elektryczne) jest po stronie wykonawcy.

Prawo opcji - obejmuje dostawe dodatkowych elementow aparatury:
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a. Chwytaki pozycjonowania wigzek swiattowodow wzgledem krawedzi chipu— 2 szt.
b. Chwytaki pozycjonowania wiazek §wiattowodow wzgledem siatek na chipie— 2 szt.
c. Ramig z ostrzami do zasilania elektrycznego komponentu na stoliku montazowym
d. System sensorow odlegtosci — pomiar od wierzchu i spodu komponentu
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e. System wirtualny dla celow szkoleniowych, symulujacy zachowanie sprzetu i ruchu
wszystkich elementow urzadzenia; system wirtualny dziatajacy na tym samym
oprogramowaniu co jego fizyczny odpowiednik.

15. Gwarancja — minimum 12 miesiecy od daty odbioru koncowego.

D. Minimalne akceptowane parametry techniczne (zaréwno samego Urzadzenia, jak i elementéw
wyposazenie dodatkowego), jakie powinno spelnia¢ zamawiane Urzadzenie.

1. Rozdzielczo$¢ ruchu systemu Gantry 100 nm w osiach X Y Z
2. Zakres ruchu manipulatoréow 6 osiowych:
a. W plaszczyznach X Y Z minimalnie w zakresie odpowiednio 200 mm 100 mm 50 mm
b. Kat obrotu w zakresie lepszym niz +/- 4° dla kazdej osi
3. Rozdzielczo$¢ manipulatoréw 6 osiowych:
a. wplaszczyznach X Y Z nie gorsza niz 5 nm
b. wosiach 0X 0Y 0Z nie gorsza niz 10 sekund tuku w kazdej z osi obrotu
4. Precyzja manipulatorow 6 osiowych:
a. W plaszczyznach XY Z nie gorsza niz 50 nm w kazdej z osi
b. wosiach 0X 0Y 0Z nie gorsza niz 30 sekund tuku w kazdej z osi obrotu
5. Zakres obrotu stolika montazowego co hajmniej +/- 90°
6. Urzadzenie do lutownia IR oraz centrowania w promieniowaniu podczerwonym:
a. Doktadno$¢ centrowania nie gorsza niz 200 nm.
b. Doktadnosé¢ centrowania i przylutowania komponentu nie gorsza niz 700 nm.

E. Nietypowe parametry Urzadzenia i/lub jego wyposazenia istotne ze wzgledu na sposéb uzytkowania,
czy instalacje. Wymagania co do wymiaréw i wagi Urzadzenia.

1. Urzadzenie musi by¢ kompatybilne z klasg czystosci pomieszczenia ISO 6 (zgodnie z 1ISO-14644-1).

2. Wymiary poszczeg6lnych elementow Urzadzenia muszg umozliwiaé ich transport wewnatrz budynku do
miejsca instalacji Urzadzenia przez drzwi o wymiarach otworu: szeroko$¢ 157 cm i wysokos¢ 205cm.

3. Wymiary Urzadzenia w stanie gotowym do pracy muszg uwzglednia¢ wysoko$¢ przestrzeni migdzy sufitem
podwieszanym i podniesiong podtoga, ktéra wynosi 270cm.

4. Wymiary zmontowanego Urzadzenia wraz z jego strefg serwisowa musza mie$ci¢é si¢ wewnatrz
wyznaczonych linii ograniczajacych powierzchni¢ posadowienia Urzadzenia zaznaczonych na planie
rozmieszczenia urzadzen (miejsce posadowienia Urzadzenia opisane w punkcie ).

5. Maksymalna waga Urzadzenia musi uwzglednia¢ przyjete maksymalne obcigzenie uzytkowe wynoszace 5
kN/m2.

6. Sposdb montazu elementéw wyposazenia Urzadzenia musi by¢ przeprowadzony w sposéb minimalizujacy
przenoszenie drgan na konstrukcje¢ budynku.

7. Wykonawca musi dysponowaé laboratorium wdrozeniowym, w ktéorym testuje i opracowuje nowe
technologie, ktorego wyniki sg dostepne dla klientow kupujacych urzadzenia, ktorych te technologie dotycza.

8. Laboratorium wdrozeniowe Wykonawcy zestawu urzadzen musi takze oferowaé wsparcie technologiczne, a
w przypadkach opracowywania przez Zamawiajacego nowych technologii petni¢ role partnera na podstawie
sformutowanej na t¢ okoliczno$¢ umowy o wspolpracy.

F. Parametry techniczne instalacji i mediéw technicznych dostepne w miejscu instalacji Urzadzenia.

W pomieszczeniu instalacji 4.36 przewidziano nastepujace media:

- centralny N2 — azot gazowy

- centralne, sprezone powietrze

- centralna proznia - (nie dla celow realizacji proceséw technologicznych, ale np. dla
manipulatoréw/chwytakéw podcisnieniowych)

H. Kryteria odbioru Urzadzenia. Minimalne wymagania na uzyskane rezultaty w testach Urzadzenia u
Producenta i po zainstalowaniu, wraz ze zdefiniowaniem metod pomiarowych, materialéw uzytych do
pomiaréw oraz parametréw urzadzen pomiarowych uzytych do testow.
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Odbidér Urzadzen jest dwuetapowy. Etap pierwszy polega na wykonaniu ponizszych testow u Producenta z
wylaczeniem testow bedacych procesami technologicznymi. Etap drugi polega na wykonaniu ponizszych
testow po zainstalowaniu Urzadzen w miejscach wskazanych w punkcie 1.

Etap | — testy fabryczne

W ramach testu akceptacyjnego, przed wysylka urzadzenia z miejsca produkcji, zostanie przeprowadzone
sprawdzenie poprawnosci dzialania wszystkich uktadéw i elementéw Urzadzen poprzez przeprowadzenie
testow sprawdzajacych wedlug norm producenta oraz nastgpujace testy:

1. Kontrola systemow urzadzenia i potwierdzenie wymaganych funkcjonalnos$ci:

- sterowanie procesami i urzadzeniem przez oprogramowanie;

- zatadunek probek o wyspecyfikowanych rozmiarach;

- dziatanie systemow bezpieczenstwa;

- procedury serwisowe (np. wymiana chwytakow, strzykawek z klejami).

2. Testy manipulatoréw 6 osiowych:
- bezkolizyjny ruch manipulatora w pelnym zakresie w osiach XYZ oraz oX oY oZ
- potwierdzenie precyzji ruchu manipulatora w osiach XYZ oraz 0X oY oZ

3. Testy systemow Gantry:

- pobieranie probek z tacek i umieszczenie ich na stoliku roboczym
- dozowanie kleju

- system wizyjny

Etap Il (po zainstalowaniu Urzadzen):

W ramach testu akceptacyjnego zostanie przeprowadzone sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich
uktadéw i elementéw Urzadzen poprzez przeprowadzenie testow sprawdzajacych wedlug norm producenta
oraz nastgpujace testy:

1. Wykonanie procesu montazu dwoch jednomodowych widkien $wiattowodowych metoda do
fotonicznego uktadu scalonego (PIC). Widkna musza zosta¢ zmontowane po przeciwlegtych stronach
uktadu scalonego z wykorzystaniem sprzegaczy krawedziowych (ang. edge coulping) i zamocowane do
PIC metoda klejenia z wykorzystaniem klejow utwardzanych promieniami UV. Test ten wymaga uzycia
obu manipulatoréw 6 osiowych.

Materiaty do testow (kleje, elementy testowe) zostang dostarczone przez Wykonawce.

I. Dokladne miejsce dostawy, instalacji i uruchomienia Urzadzenia.

Centrum Zaawansowanych Materiatow i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa,
budynek technologiczny, pi¢tro 4, lab 4.36

J. Zakres przeprowadzenia instruktazu.

Zakres instruktazu obejmuje:

1) obstugi Urzadzenia,

2) konserwacji technicznej Urzadzenia,

3) przeprowadzenia procesu montazu do krawedzi (ang. Edge coupling) dwoch wiokien
$wiattowodowych do przeciwlegtych stron fotonicznego uktadu scalonego

4) obstugi programu sterujacego, warunkoéw bezpieczenstwa, biezacych prac serwisowych.

5) instruktaz procesowy w wymiarze co najmniej 32 godzin treningu przeprowadzonych stacjonarnie
lub w formie zdalnej w ciggu co najmniej 4 nastgpujacych po sobie dni, dla 2 0sob.

6) instruktaz techniczny w wymiarze 3 tygodni (15 dni roboczych) dla 2 0s6b przeprowadzony w
siedzibie Wykonawcy, przy czym Wykonawca pokrywa koszty logistyczne (hotel, transport i
wyzywienie) w ramach kosztow instruktarzu.

Instruktaz musi by¢ przeprowadzony przez osobe z dos§wiadczeniem w zakresie proceséw wymienionych
powyzej.
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